
 

一般社団法人日本粉体工業技術協会 

  会 員 各 位 

                        一般社団法人日本粉体工業技術協会 

                                       人材育成委員会 

                                     委員長  西村 卓朗 

 

（通算第61回）「若手のつどい」（若手先生方との交流会） 

平素は、一般社団法人日本粉体工業技術協会・人材育成委員会の活動につきまして、ご理解とご協力を

頂きありがとうございます｡先生方とのネットワーク作りと情報交換の場を、下記次第にて開催致します。 

 

募集は40才以下の企業人（既参加者は40才以上可）３0名様限定とさせていただきます。 

 

日時：平成29年8月23日（水）15：00～18：30 

会場：ホソカワミクロン㈱ 本社 12階会議室 http://www.hosokawamicron.co.jp/jp/ 

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近1-9  

 

【スケジュール】 （スケジュール内容が変わる場合がございます） 

・15：00～15：10 協会関係者他、挨拶 

・15：10～16：40 各先生によるプレゼンテーション  

・16：40～17：30  グループ討議（各グループにて） 

・17：30～17：45 各グループ先生総括 

・17：45～18：20    情報交換会  

・18：20～18：25  中締め 

・18：30       終了 

 

 

◆◆◆ お申込みは こちらから☞ CLICK  ◆◆◆ 

協会HPトップページ “8月23日” 通算第61回「若手のつどい」にて受付中 

 

 

大学や研究施設の若手の先生方にご参加頂き、1 グループ参加者 5 名+先生 1 名少数でのグループで

ディスカッションです。 

 粉体工学を研究されている先生方と直にお話しをしてみませんか。自分の考えてもいなかった疑問や

知識が増えて何か新しい発見が生まれるかもしれません、先生方と一緒にワイワイやりましょう。 

営業･管理･技術部門を問わずご参加いただけます。 

◇講 師◇  

飯村 健次(兵庫県立大学)、大崎修司（大阪府立大学）、佐藤根 大士（兵庫県立大学） 

高井千加（名古屋工業大学）、三野泰志（岡山大学）、山本大吾（同志社大学） （敬称略） 

http://www.hosokawamicron.co.jp/jp/
https://www.appie.or.jp/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=wakate_rf


（通算第61回）「若手のつどい」（若手先生方との交流会） 

参加申込要領 
 

日 時：平成29年8月23日(水) 15：00～18：30 

テーマ：「若手の先生方と気楽に話す会」 

会 場：ホソカワミクロン㈱ 本社 12階会議室 http://www.hosokawamicron.co.jp/jp/ 

         〒573-1132 大阪府枚方市招提田近1-9  TEL：072-855-2226  (当日連絡先：阪田) 

     京阪電車「樟葉駅」下車、バス15分 又は JR学研都市線｢長尾駅｣下車、バス15分。 

バス停｢国道田近｣下車 (参加者には、後日会場への道順を別途案内します）  

 

定 員：３０名(先着順) ※定員になり次第締め切りさせて頂きます。 

参 加 費：￥３，０００．－(消費税込) 

(請求書によるお振込みになります。8月22日(火)までにお振込みをお願い致します） 

※お振込みいただいた参加費は返金できませんので、代理の方のご出席をお取り計らい下さい｡ 

 

申込方法：日本粉体工業技術協会のホームページ上からお申込ください。 

お申込み→ https://www.appie.or.jp/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=wakate_rf 

 

問合せ先：一般社団法人日本粉体工業技術協会 人材育成委員会事務局 伯耆(ほうき) 

TEL：03-3815-3955 E-mail：jinzai@appie.or.jp 

申込締切：平成29年8月7日（月） 

 

 

【個人情報の取り扱いについて】お預かりしました情報は、一般社団法人日本粉体工業技術協会が責任をもって管理し、協会が開催

する「若手のつどい」などのお知らせに必要な範囲で利用させていただきます。 

http://www.hosokawamicron.co.jp/jp/
https://www.appie.or.jp/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=wakate_rf

